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SFONDO DELL’ INVENZIONE .

La presente invenzione si riferisce ad una at-
trezzatura per la lavorazione di semiconduttori. Piu
specificamente essa si riferisce a supporti per il
trasporto e la conservazione di fette di materiale
semiconduttore.

Poiché i semiconduttori sono passati in scala
pill grande, cioé il numero di Circuiti per unita di
superficie & aumentato, i particolati sono diventati
pit di un problema. La dimensione di particolati che
possono distruggere un circuito é diminuita e si1 av-
vicina a livello molecolare. Il controllo del parti-
colato & necessario durante tutte le fasi di fabbri;
cazione, lavorazione, trasporto e conservazione delle
fette di materiale semiconduttore. La formazione di
particelle dufénte 1’inserimento e la rimozione di
fette di semiconduttore.nei supporti e dovuta al mo-

vimento delle fette di semiconduttore nei supporti

durante il trasporto deve essere ridotta al minimo o

and
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evitata.

L’accumulo e la scarica di cariche statiche in
prossimita di fette di semiconduttore pud essere ca-
tastrofica. La capacitd di dissipazione statica & una
caratteristica altamente desiderabile per i supporti
delle fette di semiconduttore. Le cariche statiche
possono venire dissipate mediante un percorso a massa
attraverso il supporto. Qﬁalsiasi parte che venga a
contatto con attrezzature o che possa contattare fet-
te di semiconduttore o che possa venire toccata dal
personale addetto dovrebbe avere un percorso a massa.
Tali parti di supporti possono comprendere i supporti
delle fette di semiconduttore, manipolatori robotiz-
zati ed interfacce di attrezzature.

La visibilitd delle fette di semiconduttore al-
l"interno dei contenitori chiusi & altamente deside-
rabile e pud essere richiesta dagli utilizzatori fi-
nali. Le materie plastiche trasparenti adatte per ta-
li contenitori,.. come policarbonati, sono desiderabili
poiché tali materie plastiche sono di basso costo ma
non hanno adeguate caratteristiche di dissipazione
statica né la resistenza all’abrasione desiderabile.

I materiali per supporti per fette debbono pure
essere rigidi per impedire danneggiamenti alle fette

durante il trasporto e debbono anche essere dimensio-
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nalmente stabili al variare delle condizioni.

I materiall di supporto ideali convenzionali con
basse caratteristiche di generazione di particelle,
stabilita dimensionale ed altre caratteristiche fisi-
che desiderabili, come il polietereterchetone (PEEK)
non .sono trasparenti, sono relativamente costosi e
sono difficili da stampare in forme unitarie grandi e
complesse come supporti e contenitori.

Generalmente, i contenitori ed i suppofti per la
conservazione ed il trasporto di fette sono stati
progettati per trasportare e contenere fette di semi-
conduttore in piani verticali. Tali supporti sono ti-
picamente configurati anche per permettere una posi-
zione del supporte con le fette di semiconduttore in
una posizione orizzontale per la lavorazione e/oppure
l1’inserimento o la rimozione delle fette di semicon-
duttore. Nella posizione orizzontale, le fette di se-

miconduttore vengono convenzionalmente supportate da

nervature che costituiscono scanalature per le fette

di semiconduttore e si estendono per la lunghezza dei
lati interni del contenitore. Il lato del contenitore
e parzialmente_curvo per seguire il contorno del bor-
do delle fette di semiconduttore. Tali contenitori
contattanc e supportano le fette di semiconduttore

lungo due aghi oppure in posizione .adiacente al bordo
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della fetta di semiconduttore. Questo tipo di suppor-
to non consente una posizione uniforme, consistente e
positiva delle fette di semiconduttore rispetto ai
supporti per fette di semiconduttore e rispetto alle

attrezzature associate.

Incltre, lo spostamento dei contenitori conven-

zionali dalla posizione di trasporto verticale alla
posizione di inserimento e rimozione orizzontale pud
provocare ondulazioni, deformazioni, instabilitad del-
le fette di semiconduttore nonché generazione di par-
ticelle e danneggiamento delle fette di semicondutto-
re.

L’industrié si sta evolvende nella lavorazione
di fette di semiconduttore progressivamente pit gran-
di, cioé del diametro di 300 mm, e quindi sono neces-
sari supporti e contenitori per contenere dette fette
di semiconduttore. Inoltre, 1'industria si sta spo-

stando verso la disposizione orizzontale delle fette

di semiconduttore neil supporti e contenitori. L’au-

mento della dimensione dei contenitori ha esacerbato
le difficoltad di ritiro e deformazione durante 1la
formatura. L’aumentata dipendenza dalle soluzioni ro-
botizzate, particolarmente nel prelievo e nell’inse-
rimento delle fette di semiconduttore nei supporti e

contenitori, ha reso le tolleranze sempre piu criti-
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che. Quello che & necessario & un supporto che sia
ottimale dal punto di vista del costo, della bassa
generazione di particelle e della dissipazione stati-
ca, in cui le fette di semiconduttore siano stabili,
posizionate positivamente in modo consistente e siano

visibili quando sono racchiuse all’interno.

SOMMARIO DELL’ INVENZIONE

Un contenitore per fette di semiconduttore per
trasportare o contenere fette di semiconduttore in
una disposizione orizzontale assialmente allineata ha
un minimo di quattro zone di supporto della fetta di
semiconduttore sulle parti di bordo delle fette di
semiconduttore. Una realizzazione preferita ha una
prima parte di contenitore ed una porta rinchiudibi-
le. La prima parte di contenitore ha una prima parte
stampata in un materiale staticamente dissipatore
avente un telaio di porta verticale con una parte su-
periore piana integrale. Una parte di base di fondo
integrale con -una interfaccia di attrezzatura si
estende pure dal telaio della porta. Una seconda par-
te stampata ha un guscio trasparente che si collega
al telaio dellé porta, alla parte superiore piana ed
alla parte di base di fondo. Colonne di supporto del-
le fette di semiconduttore stampate separatamente

collegano la parte piana superiore e la parte di fon-
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do e comprendono ripiani disposti verticalmente con
sporgenze rivolte verso 1'alto che assicurano punti o
zone di contatto minime con le fetté di semicondutto-
re. I ripiani comprendono arresti per le fette di se-
miconduttore per interferire con il movimento di
avanzamento o arretramento quando le fette di semi-
conduttore sono supportate dalle sporgenze ed impedi-

re l'inserimento oltre una posizione definita. Una

- maniglia laterale che impegna sia la prima parte

stampata che la seconda parte stampata ha lo scopo di
mantenere collegate tra di loro le due parti. Una ma-
niglia robotica & collegata alla parte piana superio-
re. La maniglia robotica, i ripiani per le fette di
semiconduttore, le maniglie laterali, e il telaio
della porta hanno un percorsc conduttore a massa at-
traverso 1l'interfaccia della macchina.

Una caratteristica ed un vantaggio dell’inven-
zione & che 1l supporto della fetta di semiconduttore
e dotato di un.contatto minimo e sicuro con la fetta
di semiconduttore stessa mediante il contenitore.

Un ulteriore vantaggio e caratteristica dell’in-
venzicne é ché-il progetto composito consente un uso
ottimale dei materiali, come i materiali pit costosi

resistenti all’abrasione e staticamente dissipatori,

per esempio PEEK, per le parti del contenitore che
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vengono a contatto con le fette di semiconduttore o
con l’attrezzatura, e l’uso di materia plastica tra-
sparente meno costosa, come policarbonato, per il
supporto strutﬁurale del contenitore e la visibilita
delle fette di semiconduttore nel contenitore stesso.
Quindi, i parametri di formatura e la scelta dei ma-
teriali debbono essere adottati separatamente per
ciascuna delle parti stampate per ottimizzare la pre-
stazione e minimizzare il costo.

Un ulteriore vantaggio e caratteristica dell’in-

venzione & che la costruzione composita minimizza gli

B e S

effetti negativi associati con lo stampaggio di sup-
Q'_‘*—-—._

porti grandi, come ritiro e deformazione.

—

Un ulteriore vantaggio e caratteristica dell’in-
venzione e che tutte le parti critiche possono essere
conduttivamente collegate a massa attraverso la por-
zione di interfaccia dell’attrezzatura del supporto.

Un ulteriore vantaggio e caratteristica dell’in-
venzione & che le fette di semiconduttore vengono
trattenute passivamente in una specifica posizione da
parte dei ripiani opportunamente sagomati.

Un ulteriére vantaggio e caratteristica dell’in-
venzione & che il contenitore composito pud essere
montato ed infine fissato insieme impiegando gli ag-

getti, le linguette e le alette associate con la ma-
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niglia laterale.

Un ulteriore vantaggio e caratteristica dell’in-
venzione & che si provvedono quide per le fette di
semiconduttore che sono separate dai piani di suppor-
to delle fette di semiconduttore mentre le guide as-
sicuranoc un facile controllo visive per constatare
che il contenitore e/oppure 1’attrezzatura di inseri-
mento & opportunamente posizionata prima dell’inseri-
mento completo e prima che la fetta di semiconduttore
venga a contatto con i piani e le perline di suppor-
to. Questo pud facilitare 1’allineamento poiché la
fetta di semiconduttore non deve essere completamente
inserita per valutare approssimativamente 1’allinea-
mento.

Una ulteriore caratteristica e vantaggio del-
1"invenzione & che le perline allungate facilitano la
formatura. Una protuberanza richiede una successiva
lavorazione dope la formatura o richiede stampi piu
complicati e costosi.

Una ulteriore caratteristica e vantaggio di una
realizzazione preferita dell’invenzione & che quattro

punti di contatto minimizzano l'oscillazione delle

'singole fette di semiconduttore e consentono maggiori

differenze nello stampaggio pur mantenendo ancora un

posizionamento consistente e positivo delle fette di
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Una ulteriore caratteristica e vantaggio del-
1’"invenzione & che il telaio della porta con la parte
superiore e la parte di base estendentesi all’indie-
tro ccllegate ad un guscio a U trasparente assicura
un supporto strutturalmente robusto con circa 270°
di visibilita attorno alle fette di semiconduttore ed

un percorso conduttivo di massa.

BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI

La Figura 1 & una vista prospettica parzialmente
esplosa di un contenitore composito per fette di se-
miconduttore avente una porta rinchiudibile.

La Figura 2 & una vista prospettica di un conte-
nitore per fette di semiconduttore con colonne di
supporto per tre fette di semiconduttore attaccate ad
un guscio ad U trasparente.

La Figura 3 € una vista prospettica posteriore
di un supporto simile a quello della Figqura 2, con
punti di giunzione in plastica per provvedere un per-

COorso a massa attraverso l'interfaccia dell’attrezza-

tura.

La Figura 4 é una vista prospettica frontale di
un contenitore composito con maniglie laterali, una
flangia robotica ed una porta rinchiudibile.

La Figura 5 €& una vista prospettica frontale di

- 19 -
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un supporto per fette di semiconduttore aperto secon-
do 1l'invenzione.

La Figura 6 & una sezione trasversale in proie-
zione laterale di un supporto.

La Figura 7 € una vista prospettica frontale di
una realizzazione della prima parte stampata di un
supporto per fette di semiconduttore.

La Figura 8 €& una visté prospettica posteriore
di una prima parte stampata di una realizzazione del
supporto per fette di semiconduttore.

La Figura 9 é una vista prospettica frontale del
guscio o seconda parte stampata di una realizzazione
del supporto per fette di semiconduttore.

La Figura 10 & una vista prospettica di una ma-

niglia laterale per un supporto composito.

La Figura 11 é& una vista in sezione trasversale
dettagliata di un collegamento tra 1la prima parte
stampata e la seconda parte stampata.

La Figura -12 é una vista prospettica di una co-
lonna di supporto per fette di semiconduttore per un
contenitore.

La FiguraJ13 € una vista prospettica di una co-
lonna di supporto per fette di semiconduttore per il
supporto della Figura 5.

La Figura 14 & una vista prospettica dettagliata

- 11 -
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di una parte di una colonna di supporto per fette di
semiconduttore.

La Figura 15 €& una vista in pianta in sezione
trasversale di un supporto per fette di semicondutto-
re.

La Figura 16 €& una vista in sezione trasversale
presa lungo la linea 16-16 della Figura 15.

La Figura 17 & una vista in pianta di una parte
di bordo di una fetta di semiconduttore che illustra
il minimo punto di contatto del semiconduttore con il

supporto.

DESCRIZIONE DETTAGLITA

La Figura 1 & una vista prospettica di una rea-
lizzazione preferita del supporto orizzontale per
fette di semiconduttore montato sull’attrezzatura 22.
Le Figure 2, 3, 4 e 5 mostrano altre realizzazioni. I
supporti per fette di semiconduttore sono generalmen-
te costituiti da una parte di contenitore 26, com-

prendente colonne di supporto 27 per le fette di se-

miconduttore, ed una porta cooperante 28. La parte di
contenitore 26 ha una parte frontale aperta 30, un
lato sinistro 52, un lato posteriore 34, un lato de-
stro 36, una parte superiore 38 ed una parte di fondo
40. Le realizzazioni delle Figure 1, 2, 3 e 4 hanno

lati posteriori chiusi e lati sinistro e destro chiu-

- 12 -
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si. La realizzazione della Figura 5 & un supporto ge-
neralmente aperto con la parte posteriore aperta e
con la parte superiore e la parte di fondo collegate
e supportate da colonne di supporto delle fette di
semiconduttore.

Facendo specifico riferimento alle realizzazioni
illustrate nelle Figure 1, 4 e 6, la parte di conte-
nitore 26 pud essere formafa da una prima parte stam-
pata 50 ed una seconda parte stampata 52, come si ve-
de nelle Figure 1 e 4, oppure pud essere stampata in
una singola parte, come si vede nelle Figure 2 e 3.
La prima parte stampata 50 che é& illustrata da sola
nelle Figure 7 e 8, & costituita da un telaio di por-
ta rettangolare 56 con una parte di telaio superiore
orizzontale 58, una coppia di parti di telaio verti-
cale 60, 62 ed una parte di telaio inferiore orizzon-
tale 64.

La parte superiore 58 del telaio e la parte di
telaio verticale 60 e 62 hanno superfici angolate 66,
68, 70 per ricevere e guidare la porta durante la
chiusura. La parte inferiore del telaio 64 ha una su-
perficie sostaﬁzialmente orizzontale 72 meglio illu-
strata nella Figura 6. Il telaio della porta 56, per
mezzo delle superfici angolate 66, 68, 70 e della su-

perficie orizzontale 72, riceve la porta 28 per chiu-

- 13 -
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dere 1’apertura frontale 30. Le superfici del telaio
della porta possono avere aperture o cavitd 73 per
ricevere linguette 75 che sono retraibili o estensi-
bili dalla porta 28. Una parte superiore sostanzial-
mente orizzontale 74 si estende all’indietro dalla
parte di telaio superiore 58. Dalla parte di telaio
inferiore 64 si estende all’indietro una parte di ba-
se inferiore 76 avente una interfaccia 82 di attrez-
zatura che & mostrata configurata come accoppiamento
cinematico. Una parte superiore orizzontale 74 ha una
parte di bordo orizzontale 88 e le parti di telaio
verticale 60 e 62 hanno parti di bordo verticale 92 e
94. Analogamente, la parte di base inferiore 76 ha
una parte di bordo orizzontale inferiore 96. La se-
zione superiore orizzontale 74 pud comprendere flange
di impegno 98 per l’attacco di una maniglia o mani-
glia robotica 100. Come si vede nella Figura 7, la
parte superiore orizzontale 74 & dotata di una coppia
di elementi scanalati 106 e 108 che corrispondono
agli elementi scanalati 110 e 112 posizionati sulla
parte di base inferiore 76. Detti elementi scanalati
sono dimensiodéti e configurati in modo da ricevere
le colonne 27 di supporto delle fette di semicondut-
tore. Estendentesi dalle parti di telaio verticale 60

e 62 vi & una pluralita di guide 120 allungate per le

- 14 -
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fette di semiconduttore. Come si vede meglio nelle
Figure 4 e 8, si possono aggiungere altri particolari
alla prima parte stampata 50 per facilitare il colle-
gamento con la seconda parte stampata 52 e facilitare
1"aggiunta delle maniglie laterali 128. Estendentesi
dalla sezione superiore orizzontale 74 vi sono agget-
ti a gancio 134 ed entro detta sezione superiore 74
vi sono cavitd 136. Attaccate alla parte di base in-
feriore 76 vi sono linguette 138 aventi una cavita
140,

81 fa ora riferimento alla Figura 9, che rappre-
senta la seconda parte stampata 52 in forma di guscio
in plastica trasparente con un pannello curvato a U
150, una parte di pannello superiore 152, una parte
di bordo superiore 154 in forma di labbro strombato,
pannelli laterali verticali 156 e 158 pure dotati di
parti 160 a forma di labbro strombato, un labbro

strombato inferiore orizzontale 162 ed una coppia di

sporgenze laterali dirette verso l’esterno 164 e 166.

Facendo riferimento alla Figura 11, & rappresen-
tato un labbro strombato 162 in dettaglio, che colle-
ga una parte éi bordo 96 della prima parte stampata
50. Il giunto & configurato come una linguetta in un
collegamento a scanalatura 170.

Con riferimento alla Figura 10, & raffigurata in

- 15 -
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prospettiva la maniglia destra 128. La maniglia late-
rale ha una parte di presa 174 collegata per mezzo di
montanti 176, 178 ad una base della maniglia 180 in
forma di striscia. La striscia ha una parte divisa a
Y 182 dotata di parti curve 184, 186 che si ripiegano
attorno alla parte di bordo supericore curva del gu-
scio di plastica trasparente e due linguette esten-
dentesi verso il basso 188, 190 che si adattano nelle
cavita 136 nélla sezione orizzontale superiore 74
della prima parte stampata 50. Le estremita orizzon-
tali superiori 189, 191 della maniglia laterale 128
hanno pure parti di impegno laterale 194, 196 per im-
pegnarsi con le linguette 134, pure posizionate sulla
sezione orizzontale superiore 74. L’estremita infe-
riore 200 della maniglia laterale 128 €& dotata di una
scanalatura 202 per ricevere la linguetta 138 della
parte di base infericre 76 della prima parte stampata
50. L’estremita inferiore 200 & pure dotata di una
scanalatura 208 per impegnare e fissare la sporgenza
176 sul pannello laterale verticale 156 del guscio di
plastica trasparente.

La maniglia laterale 128 & costituita da mate-
riale plastico rigido ma elasticamente flessibile,
tale che la maniglia e fortemente piegata nella forma

illustrata nella Figura 10. Questo consente alla ma-

..16_
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niglia di venire essenzialmente inserita a scatto e
rimanere fissata sui lati 32 e 36 e sulla parte supe-
riore 38 del supporto, per impegnare sia la prima
parte stampata 50 che la seconda parte stampata 52, e
trattenere rigidamente il tutto insieme.

Facendo riferimento alle Figure 12, 13, 14, 15 e
16, sono illustrate colonne 27 di supporto delle fet-
te di semiconduttore in due configurazioni principa-
li. La Figura 13 & una colonna di supporto per fette
di semiconduttore adatta al supporto aperto illustra-
to nella Figura 5. Le Figure 12 e 14 presentano una
configurazione di colonne 27 di supporto di fette di
semiconduttore adatte all’uso nella realizzazione del
supporto delle Figure 1 e 4. Ambedue le colonne 27 di
supporto delle fette di semiconduttore si attaccano
ai rispettivi supporti per mezzo di linguette 138 o
aggetti 134. E anche possibile utilizzare, in alter-
nativa, mezzi di fissaggio meccanici. Con riferimento
particolare alle Figure 12, 13 e 14, la colonna 27 di
supporto delle fette di semiconduttore & costituita
da una pluralita di piani 220 che si colleganoc ad un
elemento di suéporto verticale 222 ed una colonna po-
steriore 225 con arresti posteriori 226. Parti supe-
riori ed inferiori di linguette o aggetti 228, 229 si

estendono dall’elemento di supporto verticale 222 e

- 17 -
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sono fissate alle cavita corrispondenti o elementi
scanalati 106, 108, 110, 112. Una configurazione al-
ternativa di colonne 27 di supporto delle fette di
semiconduttore & rappresentata nelle Figure 2 e 3.
Queste colonne 27 di supporto delle fette di semicon-
duttore sono rappresentate attaccate direttamente al
pannello a forma di U 150, per esempio mediante wviti
231. Le colonne di supporto delle fette di semicon-
duttore delle Figure 2 e 3 hanno ciascuna una plura-
lita di singoli supporti per le fette di semicondut-
tore o ripiani 220, ciascun ripiano avente una singo-
la sporgenza 230 di impegno della fetta di semicon-
duttore configurata come una perlina allungata. $Si fa
notare che le colonne di supporto delle fette di se-
miconduttore possono, in alcune realizzazioni del-
l"invenzione, essere integrali con la parte di conte-
nitore pur assicurando molto &ei vantaggli e caratte-
ristiche precedentemente identificati.

Con riferimento alle Figure 6, 14, 15 e 16, sono
rappresentati ulteriori dettagli e il posizionamento
delle colonne 27 di supporto delle fette di semicon-
duttore e dei }ipiani. Ciascun ripiano 236 ha un ri-
piano opposto 238 corrispondente dal lato opposto del
supporto. La colonna 27 di supporto del lato opposto

della fetta di semiconduttore con i ripiani opposti

- 18 -
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sono posizionati su una linea centrale attraverso la
fetta di semiconduttore parallela alla parte frontale
aperta 30 e dal telaio della porta 56 e perpendicola-
re alla direzione 229 di inserimento e rimozione del-
le fette_di semiconduttore W. Per supportare le fette
di semiconduttore, ciascuno dei ripiani opposti & di-
stanziato meno del diametro D di una fetta di semi-
conduttore. Ciascuna éuida 120 delle fette di semi-
conduttore ha una guida opposta sul lato opposto del
contenitore.
Con riferimentc alle Figure 6, 15 e 16, lo spa-
zio tra clascuna coppia verticalmente adiacente di
guide delle fette di semiconduttore e la distanza at-
traverso l'interno del supporto definisce un livello
di inserimento e rimozione di una fetta di semicon-
duttore ed una scanalatura 244 per la fetta di semi=-
conduttore. Analogamente, un livello di inserimento
viene definito.dall’area tra ripiani di supporto 220
di fette di semiconduttore, verticalmente adiacenti.
La scanalatura della fetta di semiconduttore & ulte-
riormente definita come 1’area attraverso il supporto
tra gli elemeﬂ&i di supportc verticale della colonna
di supporto della fetta di semiconduttore. Ciascun
ripiano ha una coppia di sporgenze 230 rivolte verso

17alto, in forma di perline, che impegnano la fetta

- 19 -
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di semiconduttore. Una perlina pud essere una protu-
beranza avente generalmente la forma di una semisfe-
ra, come si vede nella Figura 14 al numero 231, oppu-
re una parziale asta cilindrica con estremita smussa-
te, al numero 230. Con riferimento alla Figura 17,
queste provvedono un punto di contatto minimo 246 op-
pure una linea di contatto minima 248 orientata in
direzione sostanzialmente radiale sullfapice 233 che
contatta i1l lato sottostante o superficie inferiore
235 della fetta di semiconduttore W sulla parte di
bordo 236. Le perline allungate, come illustrato, si
estendono sostanzialmente in direzione radiale verso
l"interno. Ciascun ripiano 220 per le fette di semi-
conduttore ha una parte anteriore, ciocé diretta verso
il lato frontale, di arresto della fetta di semicon-
duttore 232 configurata come una superficie di con-
tatto verticale che segue la forma circonferenziale
della fetta di.semiconduttore W quando questa si tro-
va nella posizione di appoggio come illustrato nella
Figura 15. L’arresto anteriore della fetta di semicondut-
tore 232 non si prolunga a livello di inserimento e
rimozione dellé fetta di semiconduttore ma interferisce
con il movimento verso l’esterno della fetta di semi-
conduttore posata nella sua posizione di supporto. La

distanza D1 tra gli arresti anteriori corrispondenti
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della fetta di semiconduttore di ciascun ripiano di
supporto opposto di fette di semiconduttore & infe-
riore al diametro D della fetta di semiconduttore W.

Ciascun ripiano di supporto ha un arresto poste-
riore 226 della fetta di semiconduttore come parte
del supporto posteriore 225. L’arresto posteriore
della fetta di semiconduttore si estende verticalmen-
te per definire i limiti posteriori della scanalatura
della fetta di semiconduttore. La distanza D2 tra i
corrispondenti arresti posteriori 226 delle fette di
semiconduttore di ciascun supporto opposto & inferio-
re al diametro D della fetta di semiconduttore. Gli
arresti posteriori 226 delle fette di semiconduttore
si estendono in verticale nella scanalatura della
fetta di semiconduttore. L’arresto posteriore 226
della fetta di semiconduttore pud anche servire a
guidare la fetta di semiconduttore al momento del-
1’inserimento nella posizione di appoggio 237 come si
vede meglio nelle Fiqure 15 e 16.

I componenti precedentemente identificati che
sono illustrati come parte della prima porzione stam-
pata 50 possoﬂé essere stampati singolarmente e sono
cosl integrali con ciascuna di dette altre parti.
Rnalogamente, la seconda parte stampata 52 configura-

ta come guscio di plastica trasparente viene stampata
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unitariamente. Le colonne 27 di supporto della fetta
di semiconduttore verranno formate con un materiale
dissipatore di carica statica e ad alta resistenza
all’abrasione. Le maniglie laterali e la flangia ro-
botica saranno pure formate con materiale staticamen-
te dissipatore. Con la prima parte stampata 50 pure
formata in materiale staticamente dissipatore, si
provvede un percorso conduttore a massa per la flan-
gia robotica, le maniglie laterali e i ripiani 220
delle fette di semiconduttore e le colonne di suppor-
to 27 mediante 1l’interfaccia di attrezzatura che co-
stituisce parte della prima parte stampata 50 e che
impegna una interfaccia a massa sull’attrezzatura. Si
fa notare che 1l’interfaccia dell’attrezzatura pud es-
sere costituita da un accoppiamento cinematico con
tre sfere e tre scanalature, come illustrato, oppure
una convenzionale interfaccia con barra a H o altre
interfacce adatte. Come alternativa per collegare di-
rettamente ciascuna delle parti formate in materiale
staticamente dissipatore, come illustrato nelle Figu-
re 1, 4 e 5, le parti possono essere collegate con-
duttivamente p;r esempio con fonti di connessione in
plastica conduttrice 241 opportunamente connessi alle
parti come illustrato nella Figura 3.

Generalmente un supporto o componente & conside-
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rato staticamente dissipatore con una resistenza su-
perficiale compresa tra 10° e 10'?2 ohm per 2, Per
un materiale pud essere adatto provvedere un percorso
conduttore con resistenza a massa inferiore a questo
valore.

E significativo che i parametri di formatura e
la scelta del materiale possano essere stabiliti
ognuno separatamente per lelparti stampate per otti-
mizzare la prestazione e minimizzare il costo.

La presente invenzione pud essere realizzata in
altre forme specifiche senza distaccarsi dallo spiri-
to o dai suoi attribuiti essenziali, e si desidera
quindi che la presente realizzazione sia considerata
sotto ogni aspetto come illustrativa e non limitati-
va, facendo riferimento piuttosto alle rivendicazioni
allegate che non alla descrizione precedente per in-

dicare lo scopo dell’invenzione.
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RIVENDICAZIONI
1. Contenitore per fette di semiconduttore co-
stituito da una parte di contenitore comprendente:
un telaio superiore generalmente rettangolare,
il telaio avente un elemento di telaio superiore
orizzontale, un elemento di telaio inferiore pa-
rallelo all’elemento di telaio superiore, una
coppia di elementi di telaio laterali opposti e
verticali estendentesi tra ed integrali con
l’elemento di telaio inferiore e l'elemento di
telaio superiore, detti elementi di telaio defi-
nendo la parte frontale aperta per ricevere le
fette di semiconduttore;
una sezione superiore sostanzialmente orizzonta-
le integrale con ed estendentesi all’indietro
dall’elemento di telaio superiore;
una parte di base inferiore sostanzialmente
orizzontale integrale con ed estendentesi al-
i’indietrO‘dall’elemento di telaio inferiore,
una seconda parte stampata costituita da un quscio in
plastica trasparente, il guscio collegando la parte
di pannello suéeriore alla parte di base inferiore ed
avente una sezione a forma di U estendentesi tra le

due parti.

2. Contenitore per fette di semiconduttore se-
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condo la rivendicazione 1, comprendente inoltre una
pluralita di colonne di supporto per fette di semi-
conduttore estendentesi tra la parte superiore e la
parte di base inferiore, le colonne di supporto per
le fette di semiconduttore essendo costituite da una
pluralitda di ripiani di contatto per fette di semi-
conduttore disposte verticalmente, i ripiani di con-
tatto con le fette di semiconduttore di ciascuna co-
lonna allineati e distanziati per definire una plura-
lita di scanalature per le fette di semiconduttore
allineate verticalmente, sostanzialmente orizzontali
e parallele.

3. Contenitore per fette di semiconduttore se-
condo la rivendicazione 2, in cui ciascuna colonna di
ripiani di supporto per fette di semiconduttore é
formata separatamente ed in cui ciascuna colonna di
supporto per fette di semiconduttore & formata in ma-
teriale staticamente dissipatore.

4. Contenitore secondo la rivendicazione 2, in
cui 1l telaio rettangolare, la parte superiore, la
parte di base, e le colonne di supporto per fette di
semiconduttoré-sono tutti formati con materiale sta-
ticamente dissipatore e sono collegate conduttivamen-

te, ed il materiale trasparente & formato di materia-

le staticamente non dissipatore.
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5. Contenitore secondo la rivendicazione 1, in
cui il contenitore per fette di semiconduttore & atto
ad interfacciarsi con 1l’attrezzatura relativa, 1’at-
trezzatura relativa avente una parte di interfaccia
ed in cui la parte di base inferiore del contenitore
per fette di semiconduttore comprende inoltre una in-
terfaccia dell’attrezzatura di configurazione tale da
impegnarsi con la parte di interfaccia dell’attrezza-
tura relativa.

6. Contenitore secondo la rivendicazione 2,
comprendente inoltre una coppia di serie verticali
opposte e sporgenti verso 1'interno di guide per le
fette di semiconduttore, ciascuna delle guide essendo
distanziata verticalmente e posizionata in modo da
corrispondere a ciascuna delle pluralita di scanala-
ture, ciascuna scanalatura corrispondendo ad un dif-
ferente ripiano per le fette di semiconduttore, le
serie di guide per le fette di semiconduttore essendo
posizionate rispettivamente su ciascuno degli elemen-
ti di telaio laterali verticali.

7. Contenitore secondo la rivendicazione 6, 1in
cul ciascun riiiano di contatto della fetta di semi-
conduttore di ciascuna colonna di supporto comprende
una perlina estendentesi verso 1'alto per venire a

contatto con ciascuna fetta di semiconduttore e sup-
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portarla.

8. Contenitore secondo la rivendicazione 5, in
cul le fette di semiconduttore che devono essere con-
tenute nel contenitore hanno un borde circonferenzia-
le, in cui ciascuna scanalatura delle fette di semi-
conduttore ha una posizione di assestamento della
fetta di semiconduttore ed in cui il contenitore ha
una pluralita di arresti per le fefte di.semicondut—
tore, ciascun arresto essendo posizionato nella parte
posteriore di perline estendentesi verticalmente, gli
arresti delle fette di semiconduttore essendo confi-
gurati e posizionati in modo da venire a contatto
delle fette di semiconduttore durante l"inserimento
di dette fette di semiconduttore quando queste vengo-
no spinte orizzontalmente oltre la posizione di asse-
stamento della fetta di semiconduttore.

9. Contenitore secondo la rivendicazione 2, in
cul ciascun ripiano di contatto con la fetta di semi-
conduttore su ciascuna colonna di supporto comprende
una perlina rivolta verso 1l'alto e posizionata in
avanti ed una perlina rivolta verso 1’alto e posizio-
nata all’indieEro per venire a contatto con una fetta
di semiconduttore e supportarlo.

10. Contenitore secondo la rivendicazione 5, in

cul ciascuna di dette perline di contatto é di forma
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allungata, € orientata sostanzialmente in direzione
radiale verso l’interno ed ha una lunghezza inferiore
a 6 mm.

11l. Contenitore secondo la rivendicazione 3, in
cui la parte di base ha una superficie di fondo e
comprende un’interfaccia di attrezzatura, la prima
parte stampata & formata da materiale staticamente
dissipatore, in cui il contenitore provvede inoltre
una flangia robotica formata da materiale staticamen-
te dissipatore ed in cui la flangia robotica, le co-
lonne di supporto delle fette di semiconduttore ed il
telaio della porta hanno un percorso conduttore di-
retto all’interfaccia dell’attrezzatura.

12. Contenitore secondo 1la rivendicazione 1,
comprendente inoltre una coppia di maniglie che col-
legano la prima parte stampata e la seconda parte
stampata fissando dette parti tra di loro.

13. Supporto per fette di semiconduttore per
contenere fette di semiconduttore in una serie oriz-
zontale ed allineata assialmente, il supporto avente
una parte frontale con una porta, una parte superiore
chiusa, una pé}te di fondo chiusa, una parte poste-
riore chiusa, un lato sinistro chiuso ed un lato de-
stro chiuso, il contenitore comprendendo:

una parte superiore estendentesi sostanzialmente
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in direzione orizzontale all’indietro dalla par-
te frontale al di sopra delle fette di semicon-
duttore, una parte inferiore sostanzialmente
orizzontale estendentesi all’indietro dalla par-
te frontale al di sotto delle fette di semicon-
duttore, un elemento laterale sinistro verticale
disposto sulla parte frontale ed un elemento la-
terale destro verticale disposto sulla parte
frontale, la parte superiore, la parte inferio-
re, 1l'elementoc laterale verticale destro e
l"elemento laterale verticale sinistro essendo
tutte stampate integralmente con materia plasti-
ca staticamente dissipatrice,

una pluralita di supporti per fette di semicon-
duttore ed una pluralita di supporti corrispon-
denti per fette di semiconduttore allineati ver-
ticalmente dal lato destro del contenitore per
supportare le fette di semiconduttore in posi-
zione sostanzialmente orizzontali in una serie
allineata assialmente,

un guscio in plastica trasparente che si estende
dall’elemento laterale verticale sinistro attor-
no al lato sinistro, attorno al lato posteriore
ed attorno al lato destro all’elemento laterale

e verticale destro, il guscio di plastica essen-
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do collegato alla parte superiore e alla parte

di fondo.

14. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 13, in cui i supporti per fette di
semiconduttore comprendono una coppia di colonne di
supporto in posizione opposta, una su ciascun lato
del supporto, ciascuna colonna di supporto estenden-
dosi dalla parte supericre alla parte inferiore, 1le
colonne di supporto essendo conduttivamente collegate
alla parte superiore e alla parte inferiore, ciascuna
delle colonne di supporto avendo una pluralita di
sporgenze estendentesi verticalmente e disposte ver-
ticalmente per creare sostanzialmente dei punti di
contatte in corrispondenza di ciascuna sporgenza con
il lato inferiore delle fette di semiconduttore.

15. Supporto per fette di semiconduttore o con-
tenitore per fette di semiconduttore in una disposi-
zione sostanzialmente orizzontale, le fette di semi-
conduttore aventi una superficie inferiore, il sup-
porto avendo una parte frontale aperta, una parte po-
steriore, una parte superiore, una parte di fondo, un
lato sinistro éd un lato destro, il supporto compren-
dendo inoltre:

una coppia di colonne di.supporto per fette di

semiconduttore estendentesi dalla parte superio-
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re alla parte inferiore, una colonna di supporto

posta sul lato destro ed una posta sul latoc si-

nistro, ciascuna colonna di supporto per fette

di semiconduttore essendo costituita da una plu-

ralitda di ripiani disposti verticalmente, cia-

scun ripiano comprendente almeno due perline di-

rette verso l'alto per creare un contatto minimo

con la superficie inferiore di una fetta di se-
miconduttore in corrispondenza di ciascuna per-
lina, ciascun ripiano avendo inoltre un livello

di inserimento ed un livello di assestamento per

una fetta di semiconduttore, per cui una fetta

di semiconduttore pud venire inserita nel sup-

porto attraverso la parte frontale aperta ad un

livello di inserimento ed abbassata per appog-

giarla sulle perline rivolte verso l'alto a li-

vello di assestamento.

16. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 15, in cui ciascun ripiano & inol-
tre costituito da un arresto anteriore disposto a 1li-
vello di assestamento almeno parzialmente in avanti e
all’interno ri;petto alle perline rivolte verso 1l'al-
to, interferendo in tal modo con il movimento di
avanzamento di una fetta di semiconduttore inserita

in detto ripiano, ciascun ripiano avendo inoltre ar-
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resti posteriori disposti dietro ed all’interno delle
perline dirette verso 1l'alto, interferendo in tal
modo con il movimento di arretramento di una fetta di
semiconduttore in detto ripiano, detti arresti di
avanzamento non estendendosi nel 1livello di inseri-
mento per cui la fetta di semiconduttore pud essere
inserita e rimossa a livello di inserimento senza in-
terferenza con detti arresti anteriori.

17. Supporto per fette di semiconduttore secoﬁdo
la rivendicazione 15, comprendente inoltre un guscio
trasparente esterno stampato integralmente estenden-
tesi attorno e racchiudente il lato sinistro, il lato
posteriore ed il lato destro.

18. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 15, in cui la parte superiore, la
parte di fondo e le colonne di supporto delle fette
di semiconduttore sono stampate separatamente con ma-
teriale staticamente dissipatore e scono collegate
meccanicamente..

19. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 18, in cui le perline di contatto
con le fette di semiconduttore sono di forma allunga-
ta ed orientate verso 1l'’interno.

20. Supporto per fette di semiconduttore secondo

la rivendicazione 19, in cui ciascuna colonna di ri-
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piani di supporto per fette di semiconduttore e for-
mata separatamente dal guscio esterno ed in cui le

colonne scno attaccate al guscio esterno.

21. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 15, comprendente inoltre un guscio
esterno stampato integralmente costituito dalla parte
superiore e dalla parte di fondo ed estendentesi at-
torno in modo da racchiudere il lato sinistro, il la-
to postericore ed il lato destro.

22. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicazione 21, in cui ciascuna colonna di ri-
piani ¢é formata separatamente dal guscio esterno e
ciascuna colonna & formata in materiale staticamente
dissipatore, in cui il supporto comprende inoltre una
parte di base di fondo avente una interfaccia di at-
trezzatura, detta parte di base di fondo essendo for-
mata separatamente dal guscio esterno e formata con
materiale staticamente dissipatore, in cui ciascuna
colonna deil ripiani e della base di fondo & collegata
conduttivamente.,

23. Supporto per fette di semiconduttore secondo
la rivendicaziéne 22, in culi le fette di semicondut-
tore hanno ciascuna una posizione di assestamento sui
rispettivi ripiani tale che la posizione di assesta-

mento & piu bassa del livello di inserimento.
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24. Contenitore composito per fette di semicon-
duttore atto ad impegnare una interfaccia a massa su
attrezzature di lavorézione, il contenitore avendo
una parte interna aperta, una parte frontale, una
parte posteriore, un lato sinistro, un lato destro,
una parte superiore ed una parte inferiore, il conte-
nitore comprendendo

un telaio rettangolare di porta che definisce

una apertura per 1'immissione e la rimozione di

fette di semiconduttore dal contenitore;

un guscio in materia plastica trasparente non

dissipativa staticamente avente una forma a U,

il guscio essendo collegato al telaio della por-

ta; ‘

almeno due colonne di supporto per fette di se-

miconduttore rivolte verso 1’internoc del conte-

nitore, le colonne di supporto essendo attaccate
ai lati del contenitore e formate da materiale

staticamente dissipatore;

una attrezzatura di interfaccia posta sul fondo
del contenitore, 1’interfaccia essendo configu-~
rata per impegnare l’attrezzatura di lavorazio-
ne, l’interfaccia di attrezzatura essendo forma-
ta da materiale staticamente dissipatore; e

le colonne di supporto per fette di semicondut-
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tore collegate conduttivamente all’interfaccia

di attrezzatura.

25. Supporto secondo la rivendicazione 24, com-
prendente inoltre una maniglia di presa robotica po-
sta sull’attrezzatura per facilitare la presa roboti-
ca, la presa robotica essendo formata da materiale
staticamente dissipatore e collegata conduttivamente
all’interfaccia di equipaggiamento, il telaio della
porta, le strutture di supporto delle fette di semi-
conduttore, 1l'interfaccia di attrezzatura, essendo
collegate conduttivamente mentre si provvede un per-
COorso a massa per detto telaio della porta, dette
strutture di supporto delle fette di semiconduttore e
detta maniglia di presa robotica.

26. Supporto secondo 1la rivendicazione 24, in
cuil il telaio della porta & formato da materiale sta-
ticamente dissipatore ed & collegato conduttivamente
all’interfaccia di attrezzatura.

27. Supporto secondo la rivendicazione 24, com-
prendente inoltre una coppia di maniglie attaccate
rispettivamente al lato sinistro e al lato destro, le
maniglie essendo formate con materiale praticamente
dissipatore e collegate conduttivamente all’inter-
faccia di attrezzatura.

28. Supporto secondo la rivendicazione 25, in
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cul l'interfaccia di attrezzatura, le strutture di
supporto del wafer, le maniglie di presa sono colle-
gate conduttivamente in parte mediante fondi di col-
legamento conduttivi in plastica.

29. Contenitore composito avente una parte fron-
tale, una parte superiore, una parte di fondo, un la-
to sinistro, un lato destro ed un lato posteriore, il
contenitore comprendendo un guscic esterno in materia
plastica trasparente estendentesi attorno al lato si-
nistro, al lato posteriore, al lato destro, e la par-
te superiore, una coppia di strutture di supporto in-
terne per fette di semiconduttore ciascuna rivolta
verso l’interno di detto contenitore, le strutture di
supporto per fette di semiconduttore essendo formate
da materiale staticamente dissipatore, una parte di
interfaccia di attrezzatura formata con materiale
staticamente dissipatore disposta sul fondo di detto
contenitore per interfacciarsi con le attrezzature di
lavorazione, la. parte di interfaccia di attrezzatura
essendo collegata al quscio di plastica trasparente e
formata da materiale staticamente dissipatore, una

maniglia di présa attaccata a detto guscio di plasti-

ca trasparente, detta maniglia di presa essendo for-'

mata da materiale staticamente dissipatore, 1'inter-

faccia di attrezzatura, le strutture di supporto del-
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le fette di semiconduttore, la maniglia di presa es-

sendo collegate conduttivamente tra di loro.

30. Supporto per fetta di semiconduttore com-

prendente una prima parte stampata avente una prima

parte di bordo, ed una sporgenza adiacente di detta

parte di bordo, una seconda parte stampata avente una

seconda parte di bordo e una sporgenza adiacente det-

ta parte di bordo, la prima parte stampata e la se-

conda pqrte stampata essendo di configurazione tale
da cooperare per formare una parte di contenitore, un
elemento flessibile disposto attraverso le rispettive
sporgenze della prima parte stampata e della seconda
parte stampata in modo da impegnarle e fissare tra di

loro dette parti stampate.

Supporto secondo la rivendicazione 30, in

31.
cui l'elemento flessibile comprende una maniglia per

trasportare il supporto.

p.i.: FLUOROWARE, -INC.
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